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(57)摘要

本实用新型涉及一种等离子体清洗装置，包

括水平并排设置的多个等离子体发生筒，所述等

离子体发生筒的两端均为进气口，中间设置出气

口，所述等离子体发生筒将位于其内部的气体激

发为等离子体，且下部均匀设置有多个喷嘴；所

述等离子体发生筒的进气口、出气口外侧均环绕

设置有环形电极，所述环形电极与激励电源相连

接；所述等离子体发生筒的下部还水平设置有履

带输送机构；还包括自动上下料机构，所述自动

上下料机构包括原料槽组件、成品料槽组件和自

动上下料机械手组件。本实用新型离子体发生筒

内的等离子体的密度分布均匀，由此对玻璃基板

等待清洗的板体形成全覆盖，清洗效果十分良

好。
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1.一种等离子体清洗装置，其特征在于：包括水平并排设置的多个等离子体发生筒，所

述等离子体发生筒的两端均为进气口，中间设置出气口，所述等离子体发生筒将位于其内

部的气体激发为等离子体，且下部均匀设置有多个喷嘴；所述等离子体发生筒的进气口、出

气口外侧均环绕设置有环形电极，所述环形电极与激励电源相连接；

所述等离子体发生筒的下部还水平设置有履带输送机构，所述履带输送机构的长度大

于等离子体发生筒的长度，且两端均位于所述等离子体发生筒进气口的外侧；

还包括自动上下料机构，所述自动上下料机构包括原料槽组件、成品料槽组件和自动

上下料机械手组件；所述原料槽组件用于将待清洗的板材从取料点移动至清洗点，所述成

品料槽组件用于将清洗好的板材成品从清洗点移动至板材成品存放点，所述原料槽组件包

括原料槽，所述成品料槽组件包括成品料槽，所述原料槽组件、成品槽组件均包括设置于料

槽底部的滑轮、设置于地面并与所述滑轮相适配的地面滑轨、驱动所述滑轮在地面滑轨内

进行滚动的驱动电机；所述自动上下料机械手组件包括机械臂、真空吸盘和定位装置，所述

真空吸盘设置于机械臂的下方，所述机械臂沿一水平滑轨左右移动，所述机械臂沿一竖直

滑轨上下移动，所述定位装置分别安装于所述水平滑轨和竖直滑轨上，控制所述机械臂在

水平方向和竖直方向上的位移；所述原料槽组件、成品料槽组件分别设置于履带输送机构

的两侧，所述自动上下料机械手组件设置于等离子体发生筒的上侧；

所述机械臂上设置有重量传感器，所述重量传感器对所吸取的板材重量进行检测；

所述真空吸盘内设置有一个用于将所述板材顶出的顶针。

2.根据权利要求1所述的等离子体清洗装置，其特征在于：所述水平滑轨上设置有定位

挡板。

3.根据权利要求1所述的等离子体清洗装置，其特征在于：所述激励电源为射频电源或

高压交流电源。

4.根据权利要求1所述的等离子体清洗装置，其特征在于：所述等离子体发生筒由石英

玻璃制成。

5.根据权利要求1所述的等离子体清洗装置，其特征在于：所述出气口与废气回收处理

装置相连接。
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一种等离子体清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种对玻璃基板等物体表面污染及氧化物进行还原清洗的设备，

尤其涉及一种等离子体清洗装置。

背景技术

[0002] 对样品进行表面清洁、预处理等工艺，广泛应用于半导体、光伏和电子产品等行

业。对样品表面清洁，去除有机杂质，有利于确保产品质量，提高产品性能；对样品表面进行

预处理，是为下一步生产工艺做好准备，有利于提高下一步工艺的成品率、产品性能等。目

前，对于产品表面清洁的方法有溶液清洁、紫外线清洁、臭氧清洁和等离子体清洁等。等离

子体清洁与其他清洁方式相比，由于其清洁速度快、便于自动化等优点，更适用于自动化设

备。目前的等离子体清洗装置结构复杂，能耗高，工艺过程不连贯，员工劳动强度大，而且耗

费场地，不利于集约化、高效率生产。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种常温常压条件下的等离子体清洗装置，该装置的构成和使

用可以有效解决上述现有技术中存在的诸多问题，具有清洗效果好，生产效率高、节约人力

成本，且自动化程度高等优点。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种等离子体清洗装置，包括水

平并排设置的多个等离子体发生筒，所述等离子体发生筒的两端均为进气口，中间设置出

气口，所述等离子体发生筒将位于其内部的气体激发为等离子体，且下部均匀设置有多个

喷嘴；所述等离子体发生筒的进气口、出气口外侧均环绕设置有环形电极，所述环形电极与

激励电源相连接；

[0005] 所述等离子体发生筒的下部还水平设置有履带输送机构，所述履带输送机构的长

度大于等离子体发生筒的长度，且两端均位于所述等离子体发生筒进气口的外侧；

[0006] 还包括自动上下料机构，所述自动上下料机构包括原料槽组件、成品料槽组件和

自动上下料机械手组件；所述原料槽组件用于将待清洗的板材从取料点移动至清洗点，所

述成品料槽组件用于将清洗好的板材成品从清洗点移动至板材成品存放点，所述原料槽组

件包括原料槽，所述成品槽组件包括成品料槽，所述原料槽组件、成品槽组件均包括设置于

料槽底部的滑轮、设置于地面并与所述滑轮相适配的地面滑轨、驱动所述滑轮在地面滑轨

内进行滚动的驱动电机；所述自动上下料机械手组件包括机械臂、真空吸盘和定位装置，所

述真空吸盘设置于机械臂的下方，所述机械臂沿一水平滑轨左右移动，所述机械臂沿一竖

直滑轨上下移动，所述定位装置分别安装于所述水平滑轨和竖直滑轨上，控制所述机械臂

在水平方向和竖直方向上的位移；所述原料槽组件、成品料槽组件分别设置于履带输送机

构1的两侧，所述自动上下料机械手组件设置于等离子体发生筒的上侧。

[0007] 进一步地，所述水平滑轨上设置有定位挡板。

[0008] 进一步地，所述机械臂上设置有重量传感器，所述重量传感器对所吸取的板材重
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量进行检测。

[0009] 进一步地，所述真空吸盘内设置有一个用于将所述板材顶出的顶针。

[0010] 进一步地，所述激励电源为射频电源或高压交流电源。

[0011] 进一步地，所述等离子体发生筒由石英玻璃制成。

[0012] 进一步地，所述出气口与废气回收处理装置相连接。

[0013] 另外，在本实用新型所述技术方案中，凡未做特别说明的，均可采用本领域中的常

规手段来实现本技术方案。

[0014] 本实用新型具有以下优点：本实用新型的等离子体发生筒的的两侧均为进气口，

出气口设置在中间，且进气口和出气口处均设置有环形电极，由此使得等离子体发生筒内

的等离子体的密度分布均匀，由此对玻璃基板等待清洗的板体形成全覆盖，清洗效果十分

良好。本实用新型还具备自动上下料机构，能够实现物料的自动上料、自动下料，自动化程

度高，能够大大节约人力，本实用新型结构简单，性能可靠，空间占用少，有利于进行大规模

推广。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0016] 图中：1、原料槽；2、成品料槽；3、驱动电机；4、滑轮；5、定位挡板；6、地面滑轨；7、水

平滑轨；8、竖直滑轨；9、机械臂；10、真空吸盘；11、顶针；12、定位装置；13、重量传感器；14、

履带输送机构；15、等离子体发生筒；16、喷嘴；17、环形电极；18、玻璃基板。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型做进一步说明。

[0018] 参见图1，一种等离子体清洗装置，包括水平并排设置的多个等离子体发生筒15，

所述等离子体发生筒15的两端均为进气口，中间设置出气口，所述等离子体发生筒15将位

于其内部的气体激发为等离子体，且下部均匀设置有多个喷嘴16；所述等离子体发生筒15

的进气口、出气口外侧均环绕设置有环形电极17，所述环形电极17与激励电源相连接。

[0019] 所述等离子体发生筒15的下部还水平设置有履带输送机构14，所述履带输送机构

14的长度大于等离子体发生筒15的长度，且两端均位于所述等离子体发生筒15进气口的外

侧。

[0020] 还包括自动上下料机构，所述自动上下料机构包括原料槽组件、成品料槽组件和

自动上下料机械手组件；所述原料槽组件用于将待清洗的板材从取料点移动至清洗点，所

述成品料槽组件用于将清洗好的板材成品从清洗点移动至板材成品存放点，所述原料槽组

件包括原料槽1，所述成品槽组件包括成品料槽2，所述原料槽组件、成品槽组件均包括设置

于料槽底部的滑轮4、设置于地面并与所述滑轮4相适配的地面滑轨6、驱动所述滑轮4在地

面滑轨6内进行滚动的驱动电机3；所述自动上下料机械手组件包括机械臂9、真空吸盘10和

定位装置12，所述真空吸盘10设置于机械臂9的下方，所述机械臂9沿一水平滑轨7左右移

动，所述机械臂9沿一竖直滑轨8上下移动，所述定位装置12分别安装于所述水平滑轨7和竖

直滑轨8上，控制所述机械臂9在水平方向和竖直方向上的位移；所述原料槽组件、成品料槽

组件分别设置于履带输送机构14的两侧，所述自动上下料机械手组件设置于等离子体发生
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筒15的上侧。

[0021] 所述水平滑轨7上设置有定位挡板5。所述机械臂9上设置有重量传感器13，所述重

量传感器13对所吸取的板材重量进行检测。所述真空吸盘10内设置有一个用于将所述板材

顶出的顶针11。所述激励电源为射频电源或高压交流电源。所述等离子体发生筒15由石英

玻璃制成。所述出气口与废气回收处理装置相连接。

[0022] 本实用新型的等离子体发生筒的的两侧均为进气口，出气口设置在中间，且进气

口和出气口处均设置有环形电极，由此使得等离子体发生筒内的等离子体的密度分布均

匀，由此对玻璃基板等待清洗的板体形成全覆盖，清洗效果十分良好。本实用新型还具备自

动上下料机构，能够实现物料的自动上料、自动下料，自动化程度高，能够大大节约人力，本

实用新型结构简单，性能可靠，空间占用少，有利于进行大规模推广。

[0023] 最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管

参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可

以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；

而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和

范围。
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图1
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